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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月24日(2021.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　常磁性粒子を、液体／気体界面を横切って移動させる方法であって、
　（ａ）常磁性粒子（ＰＭＰ）を含有する液体サンプルを準備することと、
　（ｂ）前記ＰＭＰのペレットを形成するよう、前記液体サンプル内に磁場を形成するこ
とと、
　（ｃ）前記液体／気体界面に隣接した当該液体内に前記ペレットを位置させるよう、前
記磁場を位置決めすることと、
　（ｄ）前記ＰＭＰが遭遇した前記磁場を減少または除去することと、
　（ｅ）前記液体／気体界面の当該気体側に磁場を形成することと、
　（ｆ）前記ＰＭＰのペレットを、前記液体／気体界面を横切って当該気体内に流すこと
と
を含む、
方法。
【請求項２】
　前記ＰＭＰを、移送表面の近位側においてペレット化して流すために、移動可能な磁石
を当該移送表面の遠位側に隣接して配置する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記磁場を形成することには、
　前記移送表面の遠位側の近傍、あるいは前記移送表面の遠位側に対して、前記磁石を位
置させることを含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＰＭＰが遭遇した前記磁場を減少または除去することには、
　前記移送表面から前記磁石を離すことを含む、
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請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＰＭＰは、表面に捕捉剤を示している、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記捕捉剤は、核酸プローブ、抗体または抗体断片、または親和剤である、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記捕捉剤は、検体に結合する、
請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　（ｇ）前記気体内にある前記ペレットを移動させて気体／液体界面に隣接させるように
前記磁場を位置決めすることと、
　（ｈ）前記ＰＭＰが遭遇した前記磁場を減少または除去することと、
　（ｉ）前記気体／液体界面の当該液体側に磁場を形成することと、
　（ｊ）前記気体／液体界面を横切って当該液体内にペレット化したＰＭＰを流すことと
を更に含む、
請求項１に記載の方法。
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